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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 2128 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 79, Métaux légers et leurs alliages, sous-comité 
SC 2, Couches organiques et couches d'oxydation anodique sur l'aluminium. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 2128:1976), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 
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Anodisation de l'aluminium et de ses alliages — Détermination 
de l'épaisseur des couches anodiques — Méthode non 
destructive par microscope à coupe optique 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie une méthode non destructive pour déterminer l'épaisseur des 
couches anodiques sur l'aluminium et ses alliages en utilisant un microscope à coupe optique. 

Cette méthode est applicable, dans la plupart des cas industriels, aux couches anodiques d'épaisseur 
supérieure à 10 µm, ou supérieure à 5 µm lorsque la surface est lisse. 

L'utilisation de la méthode spécifiée est limitée par la nécessité que les deux lignes lumineuses décrites à 
l'Article 3 soient visibles et nettement séparées, c'est-à-dire qu'elle n'est pas applicable aux couches opaques 
ou de couleurs sombres. 

NOTE Des problèmes peuvent survenir du fait de la rugosité de la surface. 

2 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

2.1 
épaisseur d'une couche anodique 
moyenne arithmétique des épaisseurs mesurées en dix points au moins de la surface d'examen 

2.2 
surface d'examen 
partie de la surface sur laquelle les propriétés spécifiées doivent être mesurées 

3 Principe 

Dans le microscope à coupe optique, un faisceau lumineux parallèle et lamellaire (I) est envoyé obliquement, 
généralement sous une incidence de 45°, sur la surface anodisée (voir Figure 1). 
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Légende 
1 couche anodique 
2 métal 

Figure 1 — Représentation schématique du chemin optique 

Une partie de ce faisceau, R1, est réfléchie par la face externe de la couche anodique; une autre partie, R2, 
traverse la couche anodique et en ressort après avoir subi une réflexion à l'interface métal/oxyde et deux 
réfractions résultantes. 

L'oculaire reçoit donc deux lignes lumineuses parallèles, dont l'écartement est proportionnel à l'épaisseur de 
la couche anodique et au grossissement. Cet écartement dépend également de l'indice de réfraction de la 
couche, n, compris entre 1,59 et 1,62, et de la géométrie de l'appareil. Lorsque l'incidence et l'axe optique de 
l'objectif de l'appareil de mesurage sont l'un et l'autre à 45°, l'épaisseur est donnée par la Formule (1): 

22 1e  e' n= − , ou e = 2,04 e', approximativement (1) 

où 

e est l'épaisseur réelle; 

e' est l'épaisseur apparente mesurée. 

NOTE En prenant e = 2e', l'exactitude obtenue est suffisante. Certains instrument sont calibrés de façon à afficher 
l'épaisseur réelle, e, et non pas l'épaisseur apparente, e'. 

4 Appareillage 

4.1 Microscope à coupe optique, spécialement conçu pour mesurer l'épaisseur des couches 
transparentes ou la rugosité de surface. 

L'étalonnage du microscope doit être vérifié en utilisant un échantillon d'aluminium anodisé dont l'épaisseur 
de la couche anodique a été déterminée par la méthode de la coupe micrographique. 

5 Mode opératoire 

Se conformer aux instructions fournies avec l'appareil. 

Il convient que la surface d'examen fasse l'objet d'un accord entre le fournisseur et le client. 
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Mesurer l'épaisseur de la couche au moyen d'un réticule qui est déplacé d'une ligne à l'autre par tambour à 
vernier gradué en micromètres. 

NOTE Dans certains types d'appareils, le grossissement peut être choisi de façon que la lecture faite sur le tambour 
corresponde à l'épaisseur réelle de la couche. 

6 Expression des résultats 

Calculer l'épaisseur de la couche comme la moyenne arithmétique des mesurages effectués en dix points au 
moins de la surface examinée. 

Exclure de l'étalonnage les éventuelles valeurs anormales montrant un écart de plus de ±10 % par rapport à 
la moyenne arithmétique et remplacer chacune d'elles, une seule fois, par les valeurs obtenues à partir de 
deux autres mesurages. Ces valeurs anormales ne doivent pas dépasser 30 % du nombre total des 
mesurages. 

Si les mesurages supplémentaires donnent également des valeurs anormales, ajouter à l'expression de la 
valeur moyenne, x , l'indication de l'écart moyen donné par la Formule (2): 

1
( )

n
x x

n

−∑
 (2) 

7 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit contenir au moins les informations suivantes: 

a) une référence à la présente Norme internationale; 

b) le type et l'identification du produit soumis à essai; 

c) le résultat de l'essai (voir Article 6); 

d) le cas échéant, l'écart moyen des valeurs anormales; 

e) toute anomalie relevée durant la détermination; 

f) la date de l'essai. 
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